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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板上に厚膜印刷により形成され、互いに対向する長尺の櫛歯を有する一対の櫛歯
電極と、該一対の櫛歯電極に接して設けられた感応部と、を有するガスセンサの製造方法
において、
　前記櫛歯の長手方向に沿って、前記櫛歯電極となる導体ペーストを厚膜印刷することを
特徴とするガスセンサの製造方法。
【請求項２】
　前記櫛歯電極のうちの一対の櫛歯が、該櫛歯の長手方向と直交する方向の櫛歯間距離の
平均値に対する標準偏差が２％以下であることを特徴とする前記請求項１に記載のガスセ
ンサの製造方法。
【請求項３】
　前記櫛歯電極が、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ａｇから選ばれる１種以上の金属を
、５０重量％以上含有することを特徴とする前記請求項２に記載のガスセンサの製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インピーダンス変化式（抵抗変化式も含む）や静電容量式等の検知方式によ
り、被検知ガス中、例えば、排ガス中の排煙ダクト中の特定ガスの濃度、湿度等を検知す
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るために用いられるガスセンサに関する。この種のガスセンサとして、例えば、アンモニ
アセンサは、内燃機関の排ガス中のアンモニア濃度を測定するために用いられ、特に、尿
素を添加してＮＯxを浄化するＮＯx選択還元システムに好適に使用される。
【背景技術】
【０００２】
　ガスセンサとして、基板上に一対の櫛歯電極を形成し、この櫛歯電極に接するように感
応層を形成したガスセンサが知られている。例えば引用文献１に、櫛歯電極を用いたアン
モニアセンサが開示されている。
【特許文献１】米国特許第６０６９０１３号明細書　（第３頁、第２ａ図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記特許文献１には、複数の櫛歯が互いに対向するように配置された一
般的な櫛歯電極の記載はあるものの、櫛歯電極の詳しい形態やその形成方法に関しての開
示はなく、実用上では必ずしも十分ではない。
【０００４】
　具体的には、図１０に示す様に、スクリーン印刷によって、支持基板１００上に櫛歯電
極１０１、１０３を形成する際に、印刷方向が長尺の櫛歯１０５の長手方向と直交する方
向（矢印Ｙ方向）となるように導体ペーストを印刷すると、図１１に示す様に、にじみ（
従来例１）やかすれ（従来例２）によって、所定形状の櫛歯１０５を実現できないという
問題があった。
【０００５】
　つまり、長尺の櫛歯１０５に対して、その長手方向と直交する方向に印刷を行うので、
形成される櫛歯１０５の形状が崩れたりすることがあり、それによって、にじみやかすれ
が生じていた。
【０００６】
　そして、櫛歯１０５ににじみがあると短絡が発生する可能性があり、また、かすれがあ
ると断線が発生する可能性があるので、その対策が望まれている。
　特に、抵抗変化やインピーダンス変化によってガス濃度を検知するガスセンサでは、電
極と感応層との構成状態（特に境界部分の形状や面積）が、直接検知精度に影響を及ぼす
ことになるため、電極の形成が非常に重要な要素となる。
【０００７】
　本発明は、前記課題を解決するためになされたものであり、好ましい形状の櫛歯を実現
でき、優れた性能を発揮できるガスセンサの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　（１）請求項１の発明は、支持基板（例えば絶縁基板）上に厚膜印刷（例えばスクリー
ン印刷）により形成され、互いに対向する長尺の櫛歯を有する一対の櫛歯電極と、該一対
の櫛歯電極に接して設けられた感応部と、を有するガスセンサの製造方法において、 前
記櫛歯の長手方向に沿って、前記櫛歯電極となる導体ペーストを厚膜印刷することを特徴
とするガスセンサの製造方法を要旨とする。
【００１４】
　本発明では、櫛歯の長手方向に導電ペーストを厚膜印刷するので、櫛歯の形状が崩れる
ことなく、所望の形状（例えば印刷方向と垂直な断面形状がシャープな矩形状）とするこ
とができ、にじみやかすれの発生を防止することができる。それにより、櫛歯間の間隔は
ほぼ一定となるので、短絡や断線が発生する可能性が極めて低いという効果がある。
【００１５】
　特に、抵抗変化やインピーダンス変化によってガス濃度を検知するガスセンサに本発明
を適用する場合には、電極の形状（従って電極と感応部との構造部分の形状）が崩れてい
ない好ましい状態となるので、ガスセンサの検知精度が高いという効果がある。
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【００１６】
　尚、前記互いに対向する長尺の櫛歯とは、長尺の櫛歯の長辺側同士が対向して配置され
た櫛歯を示す。また、櫛歯としては、櫛歯電極のうち、櫛歯状に伸びて互いに入り込む様
に配置された櫛歯に限らず、他の櫛歯に対して互いに対向する長尺部分であって、他の櫛
歯と同様な機能を有する部分が挙げられる（例えば、平行に配置される複数の櫛歯状の櫛
歯より外側に配置された長尺部分）。
　（２）請求項２の発明は、前記櫛歯電極のうちの一対の櫛歯が、該櫛歯の長手方向と直
交する方向の櫛歯間距離の平均値に対する標準偏差が２％以下であることを特徴とする前
記請求項１に記載のガスセンサの製造方法を要旨とする。
　前記製造方法によってガスセンサを製造することにより、ガスセンサの対向する一対の
櫛歯間の距離のばらつきが少なく、どの位置で測定しても櫛歯間の距離はほぼ一定とする
ことができる。つまり、形成された櫛歯には、にじみやかすれがなく、その間隔はほぼ一
定とすることができるので、短絡や断線が発生する可能性が極めて低いという効果がある
。
　特に、抵抗変化やインピーダンス変化によってガス濃度を検知するガスセンサの場合に
は、電極の形状（従って電極と感応部との構造部分の形状）が崩れていない好ましい状態
にできるので、ガスセンサの検知精度を高くできるという効果がある。
　（３）請求項３の発明は、前記櫛歯電極が、Ａｕ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ａｇから
選ばれる１種以上の金属を、５０重量％以上含有することを特徴とする前記請求項２に記
載のガスセンサの製造方法を要旨とする。
　本発明は、櫛歯電極の好ましい組成を例示したものであり、櫛歯電極がこの組成の場合
には、測定対象のガスの濃度等を精度良く検知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、本発明のガスセンサの製造方法を実施するための最良の形態（実施例）につい
て説明する。
【実施例１】
【００１８】
　ここでは、ガスセンサとしてアンモニアセンサを例に挙げて説明する。
　ａ）まず、本実施例のアンモニアセンサの構成について説明する。尚、図１はアンモニ
アセンサの主要部分及びその分解した状態を示す斜視図である。
【００１９】
　図１に示す様に、本実施例のアンモニアセンサ１は、アンモニア濃度に応じてインピー
ダンス（Ｚ）が変化する感ガス材料を用いたアンモニアセンサ１である。つまり、本実施
例では、交流を印加したときに、アンモニア濃度に応じて感ガス材料のインピーダンス（
Ｚ）が変化するので、そのインピーダンスの変化に基づいてアンモニア濃度を検知する。
【００２０】
　前記アンモニアセンサ１の要部を構成する素子部３は、絶縁基板５上に、以下の様に、
順次各構成要素が積層されたものである。尚、各構成要素が積層された絶縁基板５をセン
サ素子部材６と称し、図１ではその先端側のみを示している。
【００２１】
　つまり、アルミナ製の絶縁基板５上には、白金を主成分とする一対のリード部７、９が
配置され、各リード部７、９には、一対の櫛歯電極１１、１３がそれぞれ接続され、櫛歯
電極１１、１３の上には、櫛歯電極１１、１３の全てを覆うように前記感ガス材料からな
る感応部（感応層）１５が配置されている。
【００２２】
　尚、絶縁基板５には、図示しないが、素子部３を加熱するヒータと、測温抵抗体である
温度センサとが内蔵されている。このヒータは主として白金からなり、温度センサも主と
して白金からなる。
【００２３】
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　以下、各構成について、図２に基づいて説明する。尚、図２は、絶縁基板５上に形成さ
れた状態の櫛歯電極１１、１３を示す説明図である。
　図２に示す様に、一対の櫛歯電極１１、１３は、長尺の絶縁基板５上に、絶縁基板５の
長手方向（同図矢印Ｙ方向）に沿って、厚膜印刷（スクリーン印刷）により形成された電
極であり、櫛歯電極１１、１３の櫛歯２３、２５、２７、２９（３１と総称する）が互い
に入り込む様に、且つ、対向して櫛歯状に形成されている。
【００２４】
　つまり、一対の櫛歯電極１１、１３は、矢印Ｙ方向に沿って平行に配置された複数の長
尺の櫛歯３１を備えており、これらの櫛歯３１のそれぞれの長手方向（矢印Ｙ方向）に沿
って、スクリーン印刷が行われることにより形成されている。従って、本実施例では、絶
縁基板５の長手方向と、各櫛歯３１の長手方向と、スクリーン印刷の印刷方向とが、同じ
く矢印Ｙ方向であり一致している。
【００２５】
　詳しくは、前記一対の櫛歯電極１１、１３のうち、第１の櫛歯電極１１には、矢印Ｙ方
向に沿って、短冊状の第１及び第２の櫛歯２３、２７が平行に設けられ、それらは、矢印
Ｙ方向と直交する方向（矢印Ｘ方向）に沿って伸びる短冊状の第１の連結部３３にて連結
されている。一方、第２の櫛歯電極１３には、矢印Ｙ方向に沿って、短冊状の第３及び第
４の櫛歯２５、２９が平行に設けられ、それらは、矢印Ｘ方向に沿って伸びる短冊状の第
２の連結部３５にて連結されている。
【００２６】
　そして、第１の櫛歯電極１１である第１の櫛歯２３と第２の櫛歯２７との間に、第２の
櫛歯電極１３である第３の櫛歯２５が入り込む様に、また、第２の櫛歯電極１３である第
３の櫛歯２５と第４の櫛歯２９との間に、第１の櫛歯電極１１である第２の櫛歯２７が入
り込む様に、且つ、各櫛歯３１が対向する様に配置されている。各櫛歯３１間には、第１
～第３の間隙３７、３９、４１（４３と総称する）が存在する。本実施例において、各櫛
歯３１の幅は、どの位置でもほぼ一定（例えば、１００μｍ）であり、各間隙４３の幅も
ほぼ一定（例えば、１００μｍ）である。尚、各櫛歯３１間の各間隙４３が、両櫛歯電極
１１、１３の間の間隙である。
【００２７】
　特に本実施例では、各櫛歯３１間の各間隙４３の幅の寸法（矢印Ｘ方向の距離）は、ど
の位置で測定してもほぼ一定でバラツキが少ない。即ち、各櫛歯３１間の各間隙４３の幅
の寸法の平均値（例えば、１０２．７５μｍ）に対する標準偏差は２％以下（例えば１．
７５％）である。尚、ここでは、前記標準偏差に関しては、第１～第３の各間隙４３全体
についてだけでなく、第１～第３の各間隙４３のいずれか１つについても、２％以下であ
る。
【００２８】
　また、前記櫛歯電極１１、１３は、膜厚約１０～３０μｍの電極であり、少なくともＰ
ｔ、Ａｕ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ａｇから選ばれる１種以上の金属を、５０重量％以上含有
する構成を採用できる。好ましくは、櫛歯電極１１、１３は、主として、ＡｕとＰｔとの
合金もしくは混合物からなり、ＡｕとＰｔの合計１００重量％としたときに、Ａｕが１～
９９重量％である。
【００２９】
　前記感応層１５は、厚膜印刷（スクリーン印刷）により形成された膜厚約３０μｍの多
孔質の感ガス材料、即ち固体超強酸物質からなる。この固体超強酸物質は、周囲の雰囲気
のアンモニア濃度が変化すると、そのインピーダンス（又は抵抗）が変化する性質を有す
る物質である。
【００３０】
　具体的には、感応層１５は、Ｆｅ2Ｏ3、ＴｉＯ2、ＺｒＯ2、ＨｆＯ2、ＳｎＯ2、Ａｌ2

Ｏ3、ＳｉＯ2等から選ばれる酸化物を主成分（含有量：９９～７５mol％）とし、少なく
ともＳＯ4

2-、ＰＯ4
3-、ＷＯ3、ＭｏＯ3、Ｂ2Ｏ3等から選ばれる副成分（含有量：１～２
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５mol％）を含むものである。
【００３１】
　尚、カーボン等のデポジットなどが櫛歯電極１１、１３や感応層１５に付着することを
防止するために、感応層１５の表面全体を覆うように、厚膜印刷により形成された膜厚約
３０μｍの保護層を形成しても良い。この保護層としては、例えば、主としてマグネシア
アルミナスピネル（ＭｇＡｌ2Ｏ4）からなる多孔質の層が挙げられる。
【００３２】
　ｂ）次に、本実施例のアンモニアセンサ１（特にセンサ素子部材６）の製造方法につい
て説明する。
　(1)まず、絶縁基板５とリード部７、９とを同時に形成する。
【００３３】
　具体的には、Ａｌ2Ｏ3のグリーンシート上に、リード部７、９の形状の開口を有するマ
スク（図示せず）を用い、Ｐｔ系ペーストを印刷し、１２０℃にて５分間乾燥した後、４
００℃にて４時間脱脂し、１５２０℃にて２時間焼成して、表面にリード部７、９を有し
た絶縁基板５を形成する。
【００３４】
　一方、櫛歯電極１１、１３を形成するために、櫛歯電極１１、１３の形状の開口部を有
するマスク（図示せず）を用い、リード部７、９の端部と櫛歯電極１１、１３の端部とを
重ねる様にして、粘度２００～３００Ｐａ・ｓの９９Ａｕ－１Ｐｔペーストを、前記矢印
Ｙ方向に沿ってスクリーン印刷し、１２０℃にて１時間乾燥し、１０００℃で１時間焼成
する。
【００３５】
　つまり、上述した様に、各櫛歯３１のシャープな矩形形状を保持するために、櫛歯電極
１１、１３の印刷方向は、各櫛歯３１の長手方向と一致している。
　(2)次に、櫛歯電極１１、１３を覆って、感応層１５を形成する。
【００３６】
　具体的には、オキシ硝酸ジルコニウムをＨ2Ｏに溶解させ、アンモニア水を加えてｐＨ
８に調整する。得られた水酸化ジルコニウムを吸引濾過し、洗浄する。その後、乾燥機に
て、１１０℃で２４時間乾燥後、電気炉にて、４００℃で２４時間焼成し、ＺｒＯ2粉末
を得る。
【００３７】
　一方、タングステン酸アンモニウムをＨ2Ｏに溶解させ、アンモニア水を加えて、ｐＨ
１０～１１に調整された溶液（Ｗ溶液）を得る。
　そして、前記の方法にて得られたＺｒＯ2粉末とＷ溶液とを用い、Ｗ量とＺｒＯ2量とを
調整して、即ち、Ｗ量がＷＯ3換算で（ＷＯ3量及びＺｒＯ2量の合計量を１００重量％と
したときに）２～４０重量％の範囲の所定値（例えば１０重量％）となるように調整して
、るつぼに入れる。その後、乾燥機にて、１２０℃で２４時間乾燥後、電気炉にて、８０
０℃で５時間焼成し、目的のＷを含有したＺｒＯ2の粉末を得る。
【００３８】
　次に、乳鉢に、前記主成分及び副成分からなる粉末（Ｗを含有したＺｒＯ2粉末）と有
機溶剤と分散剤とを入れ、らいかい機で４時間分散混合した後、バインダーを添加し、更
に４時間湿式混合を行ってスラリーとし、粘度調整を行ってペーストとする。
【００３９】
　そして、この感ガス材料のペーストを、前記櫛歯電極１１、１３を形成した絶縁基板５
上にスクリーン印刷し、厚膜化する。その後、６０℃で乾燥後、６００℃で１時間焼成し
て、感ガス材料のペーストを絶縁基板５上に焼き付ける。
【００４０】
　これにより、本実施例のアンモニアセンサ１のセンサ素子部材６が完成する。
　ｃ）次に、本実施例のアンモニアセンサ１の作用効果を説明する。
　図３にアンモニアセンサ１を前記矢印Ｘ方向に破断した断面（図１のＭ－Ｍ’断面）を
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模式的に示す様に、櫛歯電極１１、１３間（詳しくは各櫛歯３１間）で、インピーダンス
変化に関与する部分は、同図のメッシュで示す有効部４５、４７、４９（５１と総称する
）である。従って、センサ特性のばらつきを低減するためには、櫛歯電極１１、１３の膜
厚や形状が重要である。
【００４１】
　そこで、本実施例では、上述した様に、櫛歯３１の長手方向にスクリーン印刷すること
によって、櫛歯３１の形状を所望の形状（印刷方向と垂直な断面形状がシャープな矩形状
）とすることにより、好適なセンサ特性を得ることができる。
【００４２】
　具体的には、本実施例では、　櫛歯３１間距離の平均値に対する標準偏差が２％以下で
あるので、対向する一対の櫛歯３１間の距離のばらつきが少なく、どの位置で測定しても
ほぼ一定である。従って、形成された櫛歯３１には、にじみやかすれがなく、その間隔は
ほぼ一定であるので、短絡や断線の発生を抑制することができる。
【００４３】
　特に、本実施例の様なインピーダンス変化によってガス濃度を検知する様なアンモニア
センサ１においては、櫛歯電極１１、１３の形状（従って櫛歯３１と感応層１５との構造
部分の形状）が崩れていない好ましい状態であることにより、アンモニアセンサ１の検知
精度が高いという効果がある。
【００４４】
　ｄ）実験例
（実験例１）
　本実験例１は、櫛歯電極の断面形状を調べたものである。
【００４５】
　本実験例１では、本発明の範囲の実施例（本発明例）として、図４に櫛歯電極の平面形
状を示す様に、前記実施例と同様な製造方法（即ち櫛歯の長手方向に印刷する方法）にて
、絶縁基板上に櫛歯電極を形成した。即ち、櫛歯の長手方向と印刷方向とが一致する試料
を製造した。
【００４６】
　そして、その状態のアンモニアセンサに対して、櫛歯の長手方向に沿った（印刷方向と
平行な）断面であるＣ－Ｃ’断面と、櫛歯の短手方向に沿った（印刷方向と垂直な）断面
であるＤ－Ｄ’断面との形状を調べた、その結果を、図５に模式的に示す。
【００４７】
　一方、本発明の範囲外の比較例として、図６に櫛歯電極の平面形状を示す様に、前記実
施例と同様な製造方法（但し電極形状の違いにより印刷方向は櫛歯の短手方向）にて、絶
縁基板上に櫛歯電極を形成した。即ち、櫛歯の長手方向と印刷方向とが直交する試料を製
造した。
【００４８】
　そして、その状態のアンモニアセンサに対して、櫛歯の長手方向に沿った（印刷方向と
垂直な）断面であるＡ－Ａ’断面と、櫛歯の短手方向に沿った（印刷方向と平行な）断面
であるＢ－Ｂ’断面との形状を調べた、その結果を、図７に模式的に示す。
【００４９】
　前記図５のＣ－Ｃ’断面から明らかな様に、本発明例では、櫛歯電極の櫛歯の長手方向
に印刷するので、櫛歯電極の櫛歯の厚みは、印刷方向に沿ってどの部分でも、ほぼ一定で
ある。また、同図のＤ－Ｄ’断面から明らかな様に、本発明例では、櫛歯の断面形状は、
シャープな矩形状であり、印刷により崩れていないことが分かる。
【００５０】
　一方、前記図７のＡ－Ａ’断面から明らかな様に、比較例では、櫛歯電極の櫛歯の短手
方向に印刷するので、櫛歯の厚みは、印刷方向に沿って凹凸があり一定していない。また
、同図のＢ－Ｂ’断面から明らかな様に、比較例では、櫛歯の断面形状は、（印刷の開始
側の方の）角が取れた崩れた形状をしていることが分かる。
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【００５１】
　従って、この実験例１から、本発明例は、比較例に比べて、櫛歯電極の櫛歯の形状（従
って櫛歯と感応層との構造部分の形状）が崩れていない好ましい状態であり、よって、ア
ンモニアセンサの検知精度が高くなることが分かる。
（実験例２）
　本実験例２は、実際に櫛歯電極の対向する櫛歯間の幅の寸法（櫛歯間距離）を調べたも
のである。
【００５２】
　本実験例２では、前記実験例１と同様な本発明例及び比較例の試料（絶縁基板上に櫛歯
電極を形成したもの）を製造し、実際に櫛歯間距離を測定した。
　具体的には、前記図４に示す様な本発明例の試料に対して、櫛歯間距離ｃ、ｄを測定し
た。また、前記図６に示す様な比較例の試料に対して、櫛歯間距離ａ、ｂを測定した。尚
、測定位置に関しては、ａ～ｄにおいて、それぞれランダムに２０箇所にて間隙の幅の寸
法を測定した。
【００５３】
　そして、各２０箇所の寸法のデータの平均Ａｖｒ．を求め、その標準偏差σ及び３σを
算出した。その結果を、下記表１に記す。
【００５４】
【表１】

【００５５】
　この表１から、櫛歯の長尺側の間隙の寸法（本発明例のｃと比較例のａ）を見てみると
、本発明例の櫛歯間距離ｃの標準偏差σ及び３σは、比較例の櫛歯間距離ａの標準偏差σ
及び３σよりも十分に小さく、櫛歯間距離のばらつきが小さいことが分かる。
【００５６】
　特に本発明例では、対向する櫛歯においては、その櫛歯間距離ｃの標準偏差σ（１．８
０）は、平均値（１０２．７５）の２％以下（１．７５）であり、極めてばらつきが小さ
いことが分かる。
（実験例３）
　本実験例３は、実際に櫛歯電極の櫛歯の高さを調べたものである。
【００５７】
　本実験例３では、前記実験例１と同様な本発明例及び比較例の試料（絶縁基板上に櫛歯
電極を形成したもの）を製造し、実際に櫛歯の高さを測定した。
　具体的には、東京精密（株）製　SURFCOM/400-Dを用いて測定することにより、前記図
４に示す本発明例の試料に対して、断面Ｉ、II、IIIにおける櫛歯の高さを測定した。ま
た、前記図６に示す比較例の試料に対して、断面Ｉ、II、IIIにおける櫛歯の高さを測定
した。尚、測定位置に関しては、Ｉ～IIIにおいて、櫛歯の長手方向における位置は揃え
るようにして、短手方向にランダムに２０箇所にて櫛歯の高さを測定した。また、I～III
の配置は、櫛歯の長手方向において、櫛歯電極をほぼ４等分する位置とした。
【００５８】
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　そして、I～IIIのそれぞれについて、各２０箇所の値（高さ）の平均Ａｖｒ．、標準偏
差σ及び３σを算出し、更にそれらの平均AAvr.を求めた。その結果を、下記表２に記す
。
【００５９】
【表２】

【００６０】
　この表２（特にAAvr.）から、本発明例の櫛歯の高さの標準偏差σ（０．３１）及び３
σ（０．９２）は、比較例の櫛歯の高さの標準偏差σ（０．４５）及び３σ（１．３４）
よりも十分に小さく、櫛歯の高さのばらつきが小さいことが分かる。
（実験例４）
　本実験例４は、アンモニアセンサのセンサ出力の精度を調べたものである。
【００６１】
　本実験例４では、本発明例として、前記図４に示す櫛歯電極形状を有し且つ印刷方向が
櫛歯の長手方向と一致するアンモニアセンサを２０個製造した。
　一方、比較例として、前記図６に示す櫛歯電極形状を有し且つ印刷方向が櫛歯の長手方
向と直交するアンモニアセンサを２０個製造した。
【００６２】
　そして、評価装置として、モデルガス発生装置により発生したガスをアンモニアセンサ
で検知する構成とし、下記の測定条件を採用して、実験を行った。試験パターンとしては
、２００秒間隔で、（ベースガス）→（ベースガス＋ＮＨ3）→（ベースガス）と切り換
えた。
【００６３】
　＜測定条件＞
　　ガス温　：２８０℃
　　ガス流量：１８Ｌ／min
  　ベースガスの組成　：Ｏ2:１０体積％、Ｈ2Ｏ:５体積％、ＣＯ2:５体積％、残部Ｎ2

　　アンモニア添加濃度：１００ppm
　そして、アンモニアセンサの両電極のリード部間に、所定電圧（２Ｖ）、所定の周波数
（４００Ｈｚ）の交流電圧を印加し、それによって両電極間に流れる電流値から、アンモ
ニアセンサ（従って感応層）のインピーダンス（Ｚ）を測定した。その結果を、下記表３
と、図８（本発明例）及び図９（比較例）に示す。尚、両図では、インピーダンスの値が
近いグラフは一部重複している。
【００６４】
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【表３】

【００６５】
  この表３及び図８から明らかな様に、本発明例では、ベースガスを供給した時のインピ
ーダンスの平均Ａｖｒは、２６．４３［ＭΩ］で、その３σは１．０６であり、また、ベ
ースガスにアンモニアを１００ppm添加したときの平均Ａｖｒは、９．０２［ＭΩ］で、
その３σは０．８８であり、いずれも場合も、そのインピーダンスのばらつきが小さいこ
とが分かる。
【００６６】
  それに対して、表３及び図９から明らかな様に、比較例では、ベースガスを供給した時
のインピーダンスの平均Ａｖｒは、２４．１４［ＭΩ］で、その３σは７．８１であり、
また、ベースガスにアンモニアを１００ppm添加したときの平均Ａｖｒは、８．６５［Ｍ
Ω］で、その３σは４．６３であり、いずれも場合も、そのインピーダンスのばらつきが
大きいことが分かる。
【００６７】
  つまり、本発明例は比較例と比べて、インピーダンスのばらつきが小さく、よって、ア
ンモニアガスの濃度の測定精度が高いことが分かる。
　尚、本発明は前記実施例になんら限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲において種々の形態で実施しうることはいうまでもない。
【００６８】
　例えば前記実施例の櫛歯電極の櫛歯の本数等に限定されることはない。
　また、ガスセンサは、前記実施例のアンモニアセンサに限定されるものではなく、イン
ピーダンス変化式（抵抗変化式も含む）、静電容量式等の検知方式により、特定ガス濃度
、湿度等を検知するガスセンサに適用されることはいうまでもない。例えば、各種の感湿
層を有した湿度センサや、感湿層に酸化物半導体を用いたガスセンサ等に適用可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】実施例のアンモニアセンサの素子部の全体及び分解した状態を示す説明図である
。
【図２】実施例のアンモニアセンサの要部の平面を拡大して示す説明図である。
【図３】実施例のアンモニアセンサの横方向の断面を拡大して模式的に示す説明図である
。
【図４】実験例１等における本発明例の櫛歯電極の平面形状を示す説明図である。
【図５】実験例１等における本発明例の櫛歯電極の断面形状を示す説明図である。
【図６】実験例１等における比較例の櫛歯電極の平面形状を示す説明図である。
【図７】実験例１等における比較例の櫛歯電極の断面形状を示す説明図である。
【図８】実験例４における本発明例のＮＨ3濃度に対するインピーダンスの変化を示すグ
ラフである。
【図９】実験例４における比較例のＮＨ3濃度に対するインピーダンスの変化を示すグラ
フである。
【図１０】従来技術の説明図である。
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【図１１】従来技術の問題点を示す説明図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１…アンモニアセンサ
　３…素子部
　５…絶縁基板
　６…センサ素子部材
　７、９…リード部
　１１、１３…櫛歯電極
　１５…感応層
　２３、２５、２７、２９、３１…櫛歯
　３７、３９、４１、４３…間隙

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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